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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 027-03-03 AA ,Fertigungsmittel fir Mikrosysteme® im
DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet.

DIN 32567 Fertigungsmittel fiir Mikrosysteme — Ermittlung von Materialeinfilissen auf die optische und taktile
dimensionelle Messtechnik besteht aus:

Teil 1: Qualitative Abschéatzung der material- und verfahrenspezifischen Einfliisse

Teil 2: Priifk6rper fir taktile Verfahren

Teil 3: Ableitung von Korrekturwerten fiir taktile Messgeréte

—  Teil 4: Priifkérper fiir optische Verfahren

Teil 5: Ableitung von Korrekturwerten fiir optische Messgeréte
Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berlhren

kénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.
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Einleitung

Ziel der vorliegenden Norm ist die Empfehlung von Prifkérpern fur die Bestimmung der systematischen
Abweichungen topographischer Schichtdickenmessungen fiir den Fall, dass Schicht und Substrat
unterschiedliche physikalische Eigenschaften aufweisen. Bei topographischen Schichtdickenmessungen stellt
sich die Schicht als Hohenstufe zum darunter liegenden Substrat dar.

Dieser Teil der Norm beschreibt Anforderungen an einen Prifkdrper, mit dem die systematischen
Abweichungen von optischen Oberflachenmessgeraten bestimmt werden kdnnen. Es wird ein beispielhafter
Prufkérper mit unterschiedlichen Kombinationen von transparenten und hoch reflektierenden Schichten
beschrieben. Zusatzlich werden erganzende Testobjekte beschrieben, welche die Bestimmung weiterer
Eigenschaften von Messgerat und zu untersuchendem Material erméglichen (effektive Numerische Apertur,
optische Oberflache, Phasensprung bei Reflexion).
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